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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒール及びパンプス靴用パッドであって、
　踵骨が底面より高く上げられ、第２中足骨頭から第５中足骨頭にかけて中足趾節関節が
浮遊していくことにより生ずる空隙を埋めるものであり、第５中足骨頭に対応する第５中
足骨頭領域の厚みが、第２中足骨頭に対応する第２中足骨頭領域の厚みより大きく、前記
第５中足骨頭領域から前記第２中足骨頭領域に向かってスロープ状の傾斜を有することを
特徴とするＭＰウェッジパッド。
【請求項２】
　第５中足骨頭に対応する第５中足骨頭領域の厚みが３～７ｍｍで、第２中足骨頭に対応
する第２中足骨頭領域の厚みが０．１～１ｍｍであり、
　ＴＲ樹脂、ウレタン樹脂、ＥＶＡ樹脂もしくはシリコン樹脂を用いて成型され、硬度３
０～７０を有することを特徴とする請求項１に記載のＭＰウェッジパッド。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のＭＰウェッジパッド上に重ねられるホルダーであって、
　第１中足骨頭から第５中足骨頭を結ぶ横アーチを支える横アーチパッドと、
　内踏まずを支える内アーチ部と外踏まずを支える外アーチ部とを繋ぐ半円形のループ状
の踵骨ホルダーと、
　前記踵骨ホルダーの中央部が足趾方向に延設されて前記横アーチパッドと一体化され、
　前記踵骨ホルダーは、踵骨の足底部を前方から前記半円形のループ状の楔を打ち込むよ
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うに設けられたことを特徴とする横アーチパッド一体型踵骨ホルダー。
【請求項４】
　前記横アーチパッドの厚みが３～６ｍｍであり、
　前記内アーチ部の高さが５～９ｍｍであり、
　前記外アーチ部の高さが３～７ｍｍであり、
　ＴＲ樹脂、ウレタン樹脂、ＥＶＡ樹脂もしくはシリコン樹脂を用いて成型され、硬度３
０～７０を有することを特徴とする請求項３に記載の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー
。
【請求項５】
　前記横アーチパッド一体型踵骨ホルダーの踵部に、円形シートが前記踵骨ホルダーの半
円形のループ状の外縁に延設されたことを特徴とする請求項３又は４に記載の横アーチパ
ッド一体型踵骨ホルダー。
【請求項６】
　前記円形シートの厚みが１ｍｍ～１．５ｍｍであることを特徴とする請求項３～５の何
れかに記載の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載のＭＰウェッジパッドと、
　請求項３～６の何れかに記載の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーと、
　インソール本体と、
　保護シートから成るインソール組立キット。
【請求項８】
　請求項１又は２に記載のＭＰウェッジパッド、請求項３～６の何れかに記載の横アーチ
パッド一体型踵骨ホルダー、もしくは、請求項７のインソール組立キットの何れかが装着
されたヒール靴。
【請求項９】
　請求項１又は２に記載のＭＰウェッジパッド、請求項３～６の何れかに記載の横アーチ
パッド一体型踵骨ホルダー、もしくは、請求項７のインソール組立キットの何れかが装着
されたパンプス靴。
【請求項１０】
　ヒール及びパンプス靴用靴下であって、
　前記靴下の内面に、
　請求項１又は２に記載のＭＰウェッジパッドと、
　前方に向かってスロープ状の傾斜を有し、内踏まずを支える内アーチ部と外踏まずを支
える外アーチ部とを繋ぐ半円形のループ状の踵骨ホルダーとが設けられ、
　前記踵骨ホルダーは、角部が丸みを帯びた形状とされ、踵骨の足底部を前方から前記半
円形のループ状の楔を打ち込むように固着されたことを特徴とするヒール及びパンプス靴
用靴下。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒール及びパンプスによる各関節痛や筋肉、靭帯に及ぼすストレスの緩和、
腰痛や肩こりの予防に対応できるヒール及びパンプス用の部材及びインソール組立キット
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　日常から、女性用履物として広く用いられているヒール・パンプスであるが、この履物
はタコ・魚の目、外反母趾や膝痛、肩こり、頭痛等、身体に何らかの影響を及ぼすと言わ
れている。しかし、それらの事情を知りながらユーザー側は、ファッション性や仕事柄、
仕方なくヒール・パンプスを着用しているため、タコ・魚の目、外反母趾等が払拭できる



(3) JP 6154436 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

ヒール・パンプスに対するニーズは高い。
　そこで、これまでにもヒールやパンプスについて、身体への負担を軽減させるための、
素材や形状が改変された靴やインソール開発されている。例えば、可撓性の基材と、該基
材のうち、基節骨底から中足指節関節に至るまでにほぼ対応する領域に設けられた第１隆
起部と、前記基材のうち第２中足骨頭にほぼ対応する領域が頂きとなるように設けられた
第２隆起部を備えるハイヒール靴用インソールが知られている（例えば、特許文献１を参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２３３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されたインソールの場合、ハイヒール等の装着時に、
踵が上がるほど第２中足骨頭から第５中足骨頭にかけて徐々に浮遊するという点には着目
せずに、２つの隆起部により、足底にあるとされる３つのアーチ（内側の縦アーチ、外側
の縦アーチ、横アーチ）の内の横アーチを安定させ、また、装着時に前方への負荷を軽減
させ、安定感を高めるというものに過ぎない。
【０００５】
　このように、靴メーカー側は、色々なフィット感や履き心地を追及した履物を開発して
いるが、実際にはフィット感を高めたり、衝撃吸収材で刺激を緩和するものが殆どである
。ヒール・パンプスの場合、生体力学上、自然体での立位から踵の位置が高くなる以上、
物理的に関節可動の方向・領域が変わってしまい、ストレスの無い健全な体位での歩行は
困難となり、健康的な履物に成っていないのが実情である。
【０００６】
　本発明は、ヒールやパンプスを履くことにより、タコ・魚の目、外反母趾や膝痛、肩こ
り、頭痛等の原因となる余計な捻れ現象のストレスを緩和するために、骨格バランスを補
正することができるヒール及びパンプスに用いられるパッド、踵骨ホルダーとインソール
組立キットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従来のヒール・パンプスは、生体力学に従って作成していないため、素足での立位から
ヒールの高さが高くなるに従って、足が回内し脚が外旋する事で身体におのずと捻れ現象
を起こし、歩行の度に身体にタコ・魚の目、外反母趾や膝痛、肩こり、頭痛等の原因とな
る余計なストレスを生じさせていた。
　しかし、本来、足の適正な骨格形状は平面時での立位によるもので、踵をヒール・パン
プスにおけるヒールの高さによって骨格バランスが崩れていくのは必定である。
【０００８】
　本発明者は、鋭意検討の結果、生体力学上、踵が上がることにより足関節が低屈するこ
とを前提にし、関節配列及び骨格バランスの補正と修正をすることにより、足の捻れ現象
を防止できることを見出した。
【０００９】
　上記目的を達成すべく、本発明のパッドは、ヒール及びパンプス靴用パッドであって、
踵骨が底面より高く上げられ、第２中足骨頭から第５中足骨頭にかけて中足趾節関節が浮
遊していくことにより生ずる空隙を埋めるものであり、第５中足骨頭に対応する第５中足
骨頭領域の厚みが、第２中足骨頭に対応する第２中足骨頭領域の厚みより大きく、第５中
足骨頭領域から第２中足骨頭領域に向かってスロープ状の傾斜を有することを特徴とする
。
　本発明のパッドは、ＭＰ関節部に相当する位置に取付けるパッドであり、本明細書にお
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いて、ＭＰウェッジパッドと呼ぶことにする。
　ＭＰウェッジパッドによれば、第１中足骨頭から第５中足骨頭まで均一に加重をかける
ことができ、姿勢の左右のぶれを防止することが可能になる。
　本発明のＭＰウェッジパッドは、第５中足骨頭に対応する第５中足骨頭領域の厚みが３
～７ｍｍ、より好ましくは４～５ｍｍで、第２中足骨頭に対応する第２中足骨頭領域の厚
みが０．１～１ｍｍであり、ＴＲ樹脂、ウレタン樹脂、ＥＶＡ樹脂もしくはシリコン樹脂
を用いて成型され、硬度３０～７０を有することが好ましい態様である。
【００１０】
　本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーは、上記の本発明のＭＰウェッジパッド上
に重ねられるホルダーであって、第１中足骨頭から第５中足骨頭を結ぶ横アーチを支える
横アーチパッドと、内踏まずを支える内アーチ部と外踏まずを支える外アーチ部とを繋ぐ
半円形のループ状の踵骨ホルダーとを備える。そして、踵骨ホルダーの中央部が足趾方向
に延設されて横アーチパッドと一体化される。また、踵骨ホルダーは、踵骨の足底部を前
方から半円形のループ状の楔を打ち込むように設けられる。
　横アーチパッド一体型踵骨ホルダーによれば、踵骨の足底部を前方から楔を打ち込むよ
うに設けられているので、踵骨を適正な位置に安定させることができ、そのため踵骨の前
後左右のぶれを抑えることができる。
　また、踵骨ホルダーから足趾方向に延びた横アーチパッドで横アーチを自動的に補正で
き、横アーチも自動的に支えることにより、前足部及び後足部の関節配列を整える。これ
により、踵骨、距骨の上部にある脛骨、緋骨、大腿骨と関節を通じて繋がっている脚その
ものを適正な関節配列に整えることができるため、平地での立位と同じ姿勢を保つことが
できる。
　ここで、横アーチパッドの厚みは３～６ｍｍ、好ましくは４～５ｍｍである。また、内
アーチ部の高さは５～９ｍｍ、好ましくは６～８ｍｍ、更に好ましくは７ｍｍであり、外
アーチ部の高さは３～７ｍｍ、好ましくは４～６ｍｍ、更に好ましくは５ｍｍである。
【００１１】
　前足部に対しては踵骨が底面より高く上がれば上がるほど、第２中足骨頭から第５中足
骨頭にかけて浮遊していく。その浮遊によってできた空隙を上述のＭＰウェッジパッドで
埋めることにより、第１中足骨の骨頭から第５中足骨の骨頭まで加重を均一にかけること
ができ、姿勢の左右のぶれを止めることができる。
【００１２】
　本発明のＭＰウェッジパッドおよび横アーチパッド一体型踵骨ホルダーを用いることに
より、足の前足部から後足部、足関節から上部身体の関節配列を適正な位置に安定させ、
骨格バランスと歩行を正しく補正できるのである。
【００１３】
　本発明のＭＰウェッジパッドと横アーチパッド一体型踵骨ホルダーは、上述のように、
ＴＲ樹脂、シリコン樹脂等のゴム素材、及びウレタン樹脂、ＥＶＡ樹脂等のスポンジ素材
を用いて成型され、硬度３０～７０を有することが好ましい。硬度を３０～７０にするこ
とで、体重をしっかり支え、骨格を適正な位置に安定させることが可能となる。
【００１４】
　本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーの踵部には、円形シートが前記踵骨ホルダ
ーの半円形のループ状の外縁に延設されたことでも良い。円形シートが延設されることに
より、踵部に装着する際の位置合わせが容易になる。また、ヒール及びパンプス靴に固着
する面積が広くなり、ずれが生じ難くなる。
【００１５】
　本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーにおける円形シートの厚みは、１ｍｍ～１
．５ｍｍであることが好ましい。厚みが１ｍｍ～１．５ｍｍとされることにより、装用感
を損ねることなく、耐久性を維持することができる。
【００１６】
　また、本発明のインソール組立キットは、本発明のＭＰウェッジパッドと、本発明の横
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アーチパッド一体型踵骨ホルダーと、インソール本体と、保護シートから成る。かかるイ
ンソール組立キットによれば、既成靴のヒール及びパンプスに対して、ユーザー自身が装
着して微調整を試みることが可能となる。
【００１７】
　また、本発明のＭＰウェッジパッド、本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー、本
発明のインソール組立キットを用いて、ヒール靴又はパンプス靴を作製することも可能で
ある。
【００１８】
　本発明のＭＰウェッジパッド、本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー、本発明の
インソール組立キットを用いることにより、足及び骨格、身体を適正に直立及び歩行させ
ることができる。そのため、靴製造時にヒール及びパンプスに対して、これらのパーツを
装着することにより、既製靴完成品としてユーザーに提供することができる。
【００１９】
　本発明のヒール及びパンプス靴用靴下は、靴下の内面に、ＭＰウェッジパッドと、前方
に向かってスロープ状の傾斜を有し、内踏まずを支える内アーチ部と外踏まずを支える外
アーチ部とを繋ぐ半円形のループ状の踵骨ホルダーとが設けられ、踵骨ホルダーは角部が
丸みを帯びた形状とされ、踵骨の足底部を前方から前記半円形のループ状の楔を打ち込む
ように固着されたことであっても良い。ヒール及びパンプス靴用靴下にＭＰウェッジパッ
ドと踵骨ホルダーが設けられることで、様々なヒール及びパンプス靴に利用可能となる。
また、踵骨ホルダーの角部が丸みを帯びた形状とされるのは、靴下の生地を傷めることを
防止するためである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のＭＰウェッジパッド、横アーチパッド一体型踵骨ホルダーおよびインソール組
立キットによれば、本来、姿勢バランスが不安定であるはずのヒールやパンプスに対して
、これらを装着させることにより、ボディーバランスを安定させ、骨格の配列を整え、タ
コ・魚の目、外反母趾や膝痛、肩こり、頭痛等の原因となる余計な捻れ現象ストレスを緩
和させるといった効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）の平面図
【図２】実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）の内側土踏まず側から見た側面図
【図３】実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）の外側土踏まず側から見た側面図
【図４】実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）のつま先側から見た前面図
【図５】実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）の踵側から見た後方図
【図６】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の平面図
【図７】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の底面図
【図８】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の内踏まず側から見た
側面図
【図９】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の外踏まず側から見た
側面図
【図１０】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の踵側から見た後方
図
【図１１】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の足のつま先側から
見た前方図
【図１２】実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の斜視図
【図１３】インソール本体（右足用）の平面図
【図１４】インソール本体（右足用）の側面図
【図１５】靴用の保護シート
【図１６】実施例１のＭＰウェッジパッド（左足用）インソール本体に取り付けた様子を
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示す斜視図
【図１７】実施例１のＭＰウェッジパッド（左足用）および実施例２の横アーチパッド一
体型踵骨ホルダー（左足用）をインソール本体に取り付けたものの斜視図
【図１８】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）の平面図
【図１９】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）の底面図
【図２０】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）を仮想ヒール装着時の形状に変化さ
せたものの内側から見た側面図
【図２１】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）を仮想ヒール装着時の形状に変化さ
せたものの外側から見た側面図
【図２２】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）を仮想ヒール装着時の形状に変化さ
せたものの足のつま先側から見た前面図
【図２３】実施例１のＭＰウェッジパッドおよび実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホ
ルダーをインソール本体に取り付けたもの（右足用）を仮想ヒール装着時の形状に変化さ
せたものの踵側から見た後方図
【図２４】実施例１のＭＰウェッジパッドと実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダ
ーをインソール本体に取り付けたもの（左足用）をヒール及びパンプスの靴類に装着した
ものの斜視図
【図２５】実施例３の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の平面図
【図２６】実施例３の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の内踏まず側から見
た側面図
【図２７】実施例３の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）の斜視図
【図２８】実施例４の踵骨ホルダー（左足用）の斜視図
【図２９】実施例４の踵骨ホルダー（左足用）の平面図
【図３０】実施例４におけるＭＰウェッジパッド及び踵骨ホルダー（左足用）の靴下への
取り付けイメージを示す平面図
【図３１】実施例４におけるＭＰウェッジパッド及び踵骨ホルダー（左足用）の靴下への
取り付けイメージを示す斜視図
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明していく。なお、本
発明の範囲は、以下の実施例や図示例に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が
可能である。
【実施例１】
【００２３】
　図１～図５を参照しながら、本発明ＭＰウェッジパッド（右足用）の一実施形態を説明
する。図１～図５は、それぞれ実施例１のＭＰウェッジパッド（右足用）の平面図、内踏
まず側から見た側面図、外踏まず側から見た側面図、足のつま先側から見た前方図、踵側
から見た後方図である。
　実施例１のＭＰウェッジパッドは、表面１ａを、第２中足趾関節の骨頭部を支えるＭＰ
ウェッジパッド内側部１Ｂから第５中足趾関節の骨頭部を支えるＭＰウェッジパッド外側
部１Ａを備えたもので、５中足趾関節の骨頭部を支えるＭＰウェッジパッド外側部１Ａの
高さは４～６ｍｍを有しており、５中足趾関節の骨頭部に位置するＭＰウェッジパッド外
側部１Ａを頂点として、ＭＰウェッジパッド踵側部１Ｄの外縁からＭＰウェッジパッド前
足部１Ｃの外縁を介して第２中足趾関節の骨頭部に位置するＭＰウェッジパッド内側部１
Ｂの外縁まで連なるなだらかなスロープ形状で形成されている。
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【００２４】
　ＭＰウェッジパッドは、図１３及び図１４に示されるようなインソール本体３の上面に
取り付けられる。
【００２５】
　図１６に実施例１のＭＰウェッジパッド（左足用）をインソール本体３の上面に取り付
けた様子の斜視図を示す。実施例１のＭＰウェッジパッドにより、第１中足骨頭から第５
中足骨頭まで均一に加重がかけられ、前足部の左右のぶれを止めることができる。
【００２６】
　実施例１のＭＰウェッジパッドは、ＥＶＡ樹脂のスポンジ素材を用いて成型され、硬度
５０を有する。ＭＰウェッジパッドにより、体重をしっかり支え、骨格を適正な位置に安
定させることが可能となる。
【００２７】
　ここで、図１に示される実施例１のＭＰウェッジパッドは、下記の規格のものを備え、
ユーザーが選べるようにしている。
（ヒール高５０ｍｍ以下）のパッド素材１ｃの厚みを４ｍｍとして
・Ｓサイズ（２１、０ｃｍ～２３、０ｃｍに対応）
・Ｌサイズ（２３，５ｃｍ～２５，５ｃｍに対応）
（ヒール高５０ｍｍ以上）のパッド素材１ｃの厚みを６ｍｍとして
・Ｓサイズ（２１、０ｃｍ～２３、０ｃｍに対応）
・Ｌサイズ（２３，５ｃｍ～２５，５ｃｍに対応）
【００２８】
　実施例１のＭＰウェッジパッドは、両面テープや繰り返し接着が可能な接着剤によりイ
ンソール本体３の上面に固定する。
【実施例２】
【００２９】
　図６～図１２を参照しながら、本発明の横アーチパッド一体型踵骨ホルダー（右足用）
（以下、「踵骨ホルダー」と略する）の一実施形態を説明する。
　図６～図１２は、それぞれ、実施例２の踵骨ホルダー（右足用）の平面図、底面図、内
側土踏まず側から見た側面図、外側土踏まず側から見た側面図、踵側から見た後方図、つ
ま先側から見た前面図、斜視図である。
　実施例２の踵骨ホルダー（右足用）は、踵骨ホルダー内側踵部２ｄと、踵骨ホルダー外
側踵部２ｃと、中足趾関節が形成している横アーチ部に踵骨ホルダー前足部２Ｃとを備え
たもので、内側踵部２ｄは、外側踵部２ｃより２ｍｍ高く形成され、内側踵部２ｄの外縁
と外側踵部２ｃの外縁の大きさは高さに応じたもので裾野が広がり、踵骨ホルダー踵部２
Ｄに内側踵部２ｄの外縁と外側踵部２ｃの外縁の裾野端部が配設されるように形成されて
いる。
【００３０】
　実施例２の踵骨ホルダーの内側踵部２ｄと外側踵部２ｃの両脇で、楔状に踵骨をしっか
り支え、安定させることができるので、前後左右のぶれを止めることができる。また、踵
部２Ｄから前足部２Ｃまで伸びた一体型横アーチパッドで横アーチの垂下も同時に防ぐこ
とができるのである。
【００３１】
　これにより、踵骨が安定し足関節から上部の膝関節及び、股関節が安定し理想的な関節
配列を整える事ができるのである。
【００３２】
　実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーは、ＴＲ樹脂、シリコン樹脂等のゴム素
材、及びウレタン樹脂、ＥＶＡ樹脂等のスポンジ素材を用いて成型され、硬度３０～７０
を有する事が好ましい。硬度を３０～７０にすることで、体重をしっかり支え、骨格を適
正な位置に安定させることが可能となる。
【００３３】
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　実施例２の踵骨ホルダーは、図１３及び図１４の上に、図１６に示す実施例１のＭＰウ
ェッジパッド（左足用）をインソール本体３の上面に取り付けたものに、踵骨ホルダーを
図１７及び図１８に示されるように組み合わせて取り付けられる。そして、更に上に、図
１５に示されるような保護シート４がインソール全体に覆いかぶさっている。
【００３４】
　ここで、図６に示される踵骨ホルダーは、下記の規格を備えて、ユーザーが選べるよう
にしている。
・Ｓサイズ（２１，０ｃｍ～２３，０ｃｍに対応）
・Ｌサイズ（２３，５ｃｍ～２５，５ｃｍに対応）
【００３５】
　実施例２の踵骨ホルダーは、実施例１のＭＰウェッジパッドと同様、両面テープや繰り
返し接着が可能な接着剤によりインソール本体３の上面に固定する。
【００３６】
　上記の、実施例１のＭＰウェッジパッドと、実施例２の踵骨ホルダーは、各単体でもそ
れぞれに効果を発揮するが、図１７及び図１８のように、組み合わせて作成することによ
り、より優れた効果を得ることが可能となっている。かかる、ヒール及びパンプス用イン
ソール組立キットによれば、ユーザー自身がヒール及びパンプス用インソールの加工及び
微調整を試みることが可能となる。
【００３７】
　また、予め製造段階にあるヒール及びパンプスの靴類のインソール本体３に、実施例１
のＭＰウェッジパッドと実施例２の横アーチパッド一体型踵骨ホルダーを取り付けたもの
を装着することにより、図２４のように、既成靴としてユーザーに安価で提供することが
可能となる。
【実施例３】
【００３８】
　図２５～図２７を参照しながら、実施例３の踵骨ホルダーについて説明する。図２５～
図２７は、それぞれ、実施例３の踵骨ホルダー（右足用）の平面図、内側土踏まず側から
見た側面図、斜視図である。
　実施例３の踵骨ホルダー（右足用）は、踵骨ホルダー内側踵部８ｄと、踵骨ホルダー外
側踵部８ｃと、中足趾関節が形成している横アーチ部に踵骨ホルダー前足部８Ｃと、円形
シート８ｅを備えたもので、内側踵部８ｄは、外側踵部８ｃより２ｍｍ高く形成され、内
側踵部８ｄの外縁と外側踵部８ｃの外縁の大きさは高さに応じたもので裾野が広がり、踵
骨ホルダー踵部８Ｄに内側踵部８ｄの外縁と外側踵部８ｃの外縁の裾野端部が配設される
ように形成されている。また、踵部８Ｄには、円形シート８ｅが設けられている。
【００３９】
　実施例３の踵骨ホルダーの内側踵部８ｄと外側踵部８ｃの両脇で、楔状に踵骨をしっか
り支え、安定させることができるので、前後左右のぶれを止めることができる。また、踵
部８Ｄから前足部８Ｃまで伸びた一体型横アーチパッドで横アーチの垂下も同時に防ぐこ
とができるのである。また、円形シート８ｅが設けられることで、踵部に装着する際の位
置合わせが容易になる。また、ヒール及びパンプス靴に固着する面積が広くなり、ずれが
生じ難くなる。
【実施例４】
【００４０】
　図２８及び図２９を参照しながら、実施例４のヒール及びパンプス靴用靴下に内蔵され
る踵骨ホルダーについて説明する。図２８及び図２９は、それぞれ、実施例４の踵骨ホル
ダー（左足用）の斜視図及び平面図である。
　実施例４の踵骨ホルダー（左足用）は、　踵骨ホルダー踵部９Ｄから踵骨ホルダー前足
部９Ｃに向かってスロープ状の傾斜を有し、図２９に示されるように、踵部９Ｄは、内踏
まずを支える内アーチ部と外踏まずを支える外アーチ部とを繋ぐ半円形のループ状となっ
ている。また、実施例４の踵骨ホルダー（左足用）は、踵骨ホルダー９の角部（９ｆ～９
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ｉ）が丸みを帯びた形状となっている。これは、靴下の生地を傷めることを防止するため
である。
【００４１】
　図３０及び図３１を参照しながら、実施例４のヒール及びパンプス靴用靴下について説
明する。図３０及び図３１は、それぞれ、実施例４のヒール及びパンプス靴用靴下の平面
図及び斜視図である。
　実施例４のヒール及びパンプス靴用靴下（図示せず）においては、靴下を着用した際に
、ＭＰウェッジパッド１が、第２中足骨頭から第５中足骨頭にかけて中足趾節関節が浮遊
していくことにより生ずる空隙を埋める位置に固着されている。また、踵骨ホルダー９は
、靴下を着用した際に、踵部に楔を打ち込むように設けられる。
　このように、靴下にＭＰウェッジパッド１と踵骨ホルダー９を内蔵することにより、様
々なヒール及びパンプス靴に利用可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、ヒール、パンプス、その他の靴の着用に有用である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　ＭＰウェッジパッド
　１Ａ　ＭＰウェッジパッド外側部
　１Ｂ　ＭＰウェッジパッド内側部
　１Ｃ　ＭＰウェッジパッド前足部
　１Ｄ　ＭＰウェッジパッド踵側部
　１ａ　表面
　１ｂ　裏面
　１ｃ　パッド素材
　２Ａ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー外側踵部の頂点
　２Ｂ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー内側踵部の頂点
　２Ｃ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー前足部　
　２Ｄ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー踵部
　２ａ　表面
　２ｂ　裏面
　２ｃ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー外側踵部
　２ｄ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー内側踵部
　３　　インソール本体
　４　　保護シート
　５　　仮想ヒール
　６　　仮想本底
　７　　木型
　８Ａ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー外側踵部の頂点
　８Ｂ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー内側踵部の頂点
　８Ｃ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー前足部
　８Ｄ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー踵部
　８ａ　表面
　８ｂ　裏面
　８ｃ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー外側踵部
　８ｄ　横アーチパッド一体型踵骨ホルダー内側踵部
　９　　踵骨ホルダー
　９Ａ　踵骨ホルダー外側踵部の頂点
　９Ｂ　踵骨ホルダー内側踵部の頂点
　９Ｃ　踵骨ホルダー前足部
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　９Ｄ　踵骨ホルダー踵部
　９ｆ～９ｉ　角部
　１０　ハイヒール
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